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Possibilités et Equipement :

— Statif avec socle pouvant recevoir |'éclairage par transmission, bloc mouvements, et potence largement
dimensionnée assurant une parfaite stabilité, avec binoculaire compensé, gt. : 1 x.

— Logement pour réticules en tirette apparaissant en photographie comme en observation.

— Commandes de mouvement entrainant la glissiere de mise au point sur laguelle sont superposées indé-
pendamment sous-platine et platine. Deux platines sur support et interchangeables peuvent équiper le

NS 400 :

e Platine standard a déplacements rectangulaires avec porte-échantillons métallographiques.
@ Platine ronde graduée avec possibilité de surplatine a déplacements rectangulaires.
N.B. — L'absence de sous platine permet |'abaissement de la platine pour examens d’échantillons

jusqu’a 75 mm d’épaisseur.

— Au choix lampe standard quartz-iode 100 W. ou dans une cage unique deux lampes combinées QI 100 W.

et C.S.I1. 2560 W. immédiatement permutables.

— Illuminateur C.I.N. pour les examens fond clair, lumiére polarisée simple, contraste interférentiel, inter-

férométrie a polarisation (NOMARSKI).

— Illuminateur polarisant avec analyseur tournant escamotable, logement tournant pour lames auxiliaires,

polariseur non tournant escamotable.

— Une coulisse avec révolver quintuple a centrage individuel d’objectifs et correcteur de polarisation

incorporé.

— Une série d’objectifs métallographiques combinée avec les oculaires 12,5x permet d'obtenir les gros-
sissements normalisés (50 x — 100 x — 200 x — B00 x et 1000 x), sans |‘utilisation d'objectif a im-

mersion.

Pour un complément d’informations en lumiére transmise, demander :

® Notice NS 400 biologie n° 1904.
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~ NS 460

Version du 400 meétallographique spécialement congue pour les examens et contrdles de masques ou
microcircuits.

)

Les modifications portent essentiellement sur la platine, |'éclairage et |'adaptation d‘autres dispositifs
dont les systtmes de mesures décrits page 9 et 10.

7 )

Caractéristiques particuliéres :

Platine spéciale a grands déplacements fixée a demeure et non démontable (Course 83,56 mm x 83,5 mm
en lumiére réfléchie).

— Lumiére transmise

RS

A

L'éclairage est assuré par le circuit normal du socle et complété par un condenseur a grande frontale
permettant de réaliser le Kdhler dans les examens de masques. Il couvre le champ des objectifs 16 x a
80 x, O.N. 0,77. Une lentille additionnelle en tirette escamotable se logeant dans le condenseur permet

‘ de couvrir le champ des objectifs 4 x et 8 x.
-~ Lumiére réfléchie
Il est toujours équipé de l'illuminateur CIN qui permet d'effectuer les examens en fond clair, lumiere
polarisée, contraste interférentiel.
P«
— Optique, (voir page 4)
. — Mesures (voir pages 7, 8, 9 et 10).
—



I1luminateurs

Description de I'illuminateur standard C.1.N. des NS 400 et 460.

Il est équipé d'un diaphragme de champ, d'un diaphragme d’ou-
verture, d'un logement de prismes pour contraste interférentiel
ou d'interférométrie, d'un analyseur fixe escamotable et d'une
lentille de champ pour objectif x4.

Il permet les examens en fond clair, lumiére polarisée, contraste

interférentiel et interférométrie.

12. /lluminateur CIN (fond clair,
lumiére polarisée, contraste inter-
férentiel et interférométrie).

Accessoires complémentaires
pour polarisation

NS 400 POLARISANT notice n°e 1910.

Illuminateur Polarisant

Interchangeable avec I'illuminateur C.I.N., il est
indispensable pour des examens plus complets en
polarisation, grace aux dispositifs suivants :

e Analyseur tournant avec loupe de lecture,

e Polariseur fixe escamotable,
e [ ogement tournant pour lames auxiliaires.

Platine ronde graduée avec surplatine a déplace-
ments rectangulaires, le tout sur équerre permet-
tant l'interchangeabilité avec la platine a déplace-
ments rectangulaires standard.
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Optique

OCULAIRES
e D'un diameétre de 23,2 mm, ce sont tous des compensateurs grand champ.
Grossissement Distance focale Diamétre d’image Angle de champ Tirage d’anneau
en mm en mm en degrés en mm
Normaux
CGC 10x 25 18 302 3 125
CGC 12,5x 20 16 43° 3 12
Pour porteur de lunettes :
CGC 8x 312 20 3525 25
CGC 10x 2b 20 43° 5 19
CGC 12,5x 20 18 48° 5 15
CGC 16x 15,6 14 48° 5 15
OBJECTIFS

e Plans — Corrigés pour l'infini — Longueur d’équilibrage 45 mm — Monture télescopique a partir de x40 —
Plan semi-apochromatiques (P| FI).

- - = Distance frontale Distance focale
Grandissement Ouverture numérique R E o i
x 4 Pl FI 0,10 15 50
x 8 Pl FI 0,25 7 25
x 16 PIFI 0,35 3 12,5
x 40 Pl Fl 0,75 0,6 5
x 80 Pl FI 0,90 0,3 25
x100 i.h. PI FI 1,30 0,15 2

NOTE : Les grossissements x 50 ; x 100 ; x 200 ; x 500 ; x 1000 (norme AFNOR) sont obtenus avec les oculaires 12,5 x CG.




Contraste interférentiel
(Cn rS B NomarSkl) POUR EXAMENS D’'ETATS DE SURFACE

Défauts du silicium aprés attaque chimique

Le contraste interférentiel appliqué a la métallo-
graphie s'est révélé comme un auxiliaire précieux,
mettant en évidence avec une netteté parfaite les
structures les plus fines, tels que défauts dans le
silicium et le germanium. Il facilite aussi |'examen
des surfaces polies électrolytiquement.

Les résultats obtenus semblent étre plus intéressants
gue ceux donnés par le contraste de phase ou le
fond noir, car la sensibilité du dispositif est indé-
pendante de la période et de la profondeur des
micro-reliefs.

L'image observée de |'échantillon apparaft avec un
effet d’'ombre portée comme si la surface était
éclairée par un faisceau paralléle presque rasant.
Ceci n'est qu’un effet d’optique di aux phénomeénes
des interférences car en réalité [‘échantillon est
éclairé par un faisceau rigoureusement centré.

1] présente
deux avantages

1/ Son faible prix, car seules deux tirettes munies
de prismes sont utilisées dans |'illuminateur du
400 (l'une pour les objectifs faibles, l'autre
pour les objectifs forts), lesquelles couvrent la
gamme des objectifs x 8 a x 100 ih.

2/ L'utilisation de |'ouverture normale des objec-
tifs, ce qui assure un excellent pouvoir résol-
vant.
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Microinterferométrie

a polarisation

(Cn rS -NomarSki) POUR EXAMENS DE MESURES D’EPAISSEUR

Composition du dispositif sur NS 400

— Prisme principal 20° en tirette

— Dispositif de mesure avec comparateur
— Lentille de champ

— Oculaire x 10 T.

— Filtre interférentiel.

Ce dispositif nouveau permet la mesure des dénivel-
lations les plus faibles présentées par les surfaces
examinées. On peut citer, entre autres applications :

1)

L'interférometre
breux avantages

a)

Mesure des dénivellations de surfaces en métal-
lographie et en cristallographie.

Mesure d’épaisseurs trés faibles : couches minces
déposées sous vide, coupes ultra fines destinées
au microscope électronique.

Etude des semi-conducteurs.
NOMARSKI présente de nom-

Possibilité d'adaptation immédiate sur n‘importe
quel microscope métallographique Nachet possé-
dant polariseur et analyseur.

Obtention d'interférogrammes trés contrastés
en lumiére blanche.

Trés bonne luminosité et qualité d’'images dues
a I'utilisation normale de |'ouverture des ob-
jectifs.

Possibilité d'utiliser tous les grossissements.

Grande facilité de réglage.




Microdureté

Ce dispositif permet d'obtenir de bons résultats puisque la charge choisie d'avance (entre 5 et 200 grs)
est appliquée automatiquement en agissant sur un levier qui agit sur le diamant de |'objectif par une
transmission pneumatique.

On mesure I'empreinte au moyen d'un oculaire a vis micrométrique. Le chiffre de la dureté correspon-
dante est indiqué sur les tables d'étalonnage. L’empreinte normale est assez réduite pour permettre de
mesurer sur des couches de peinture, des grains, des inclusions, et des microcomposants usinés.

Composition

— Equipement de microdureté avec objectif diamant Vickers, systeme de charge pneumatique de 5 &
200 grs, échantillon test, le tout en coffret.

— Tube monoculaire droit réglable.
— Oculaire a vis micrométrigque.
— Objectif de lecture x 80 PL FL.

— Micromeétre objectif

Optionnel, mais préférable, un révolver sur coulisse sans analyseur ni compensateur de miroir sur lequel
serait montés centrés |'objectif diamant Vickers, et I'objectif x 80 PL FL.

- - = -

b

e e =




2 9 9 9% 9

)

S0 I T T T T T T

Micromesure

Différents systémes permettent la mesure sur les NS 400 et 460.

Micrometres de potence

Fixés dans leur tirette, ils se glissent dans le logement de la potence.
3 madéles standards au choix :

5040302010 0 10 20 30 40 50

Ref. 4502 Ref. 4504 Ref.4503

Micrometre tournant de potence

Le réticule de cette tirette porte micrometre est tournant de 360° gfdce a une bague moletée extérieure.

[l offre I'avantage d'éviter I’emploi d'une platine a déplacements rectangulaires tournante toujours trés
onéreuse.

[l est prévu pour recevoir deux réticules dont les divisions correspondent :
— soit @ 1 u au grossissement 500 — réf, 4467
— soit @ 1 u au grossissement 1000 — réf. 4498.

Avec cette tirette le champ total est de ¢ 16 et le champ de mesure est de ¢ 10.

On peut toutefois fournir d'autres réticules sur demande.




Mesures par dédoublement
d'image (Systeme Vickers)

Le systeme se compose d’une partie optique avec
capteur qui s'adapte entre le statif du NS 400 et |a
téte binoculaire. Il est relié a un coffret électro-
nique avec lecture par affichage digital. Ce coffret
comprend quatre canaux d’étalonnage qui permet-
tent d'utiliser quatre objectifs différents.

PRINCIPE

Le systéeme optique permet de dédoubler |'image
initiale en deux images de couleurs différentes,
I'une verte, l'autre rouge. Ces deux couleurs per-
mettent de faciliter et surtout de donner la possi-
bilité a I'eil de détecter la présence ou |'absence
d'un écart lorsque les images sont tangentées.

Comme il est possible de faire tourner les images
de |'échantillon, la mesure se fait toujours dans
le méme axe.

La précision la plus grande est obtenue par le
systeme de double mesure qui consiste a faire
tangenter les deux images dédoublées puis a |'aide
de la vis micrométrique de commande du systéeme
de traverser |'image initiale et de les faire de nou-
veau tangenter du cdté opposeé.

Un bouton donnant le coefficient 0,5 la mesure

est directement affichée en micron bien qu’en réa-

lité |'objet mesuré |'ait été deux fois.

Les avantages sont les suivants :

— Haute précision de la mesure,

— Mesure possible de n'importe quelle partie de
l'objet,

— Haute reproductibilité de la mesure, que |'objet
soit mesuré par un ou plusieurs observateurs.

Canaux Objectif ?éﬁc::g‘rl .Champ approximatif mesurable
o | 4x a 10x o 0,0001 obj. 4x : 300 microns
n2 10x a 40x : 0,0001 ~ obj. 10x : 170 microns
03 10x a 40x , 0,0001 ~obj. 20x : 90 microns -
n 4 10x a 100x - 0,0001 obj. 40x : 45 microns
; ; obj. 63% : 28 microns
- obj. 100x : 19 microns

Images de |'objet lorsqu’elles sont tangentes
(Position qui détermine la taille exacte de I'objet)

Images de |'objet trop éloignées
(Position qui donne une dimension trop grande de |'objet)

2 images de |'objet Images de |'objet lorsqu‘elles
exactement superposées se chevauchent (Dans cette position
(position zéro) la mesure de I'objet est incompléte)

* Précisions données par le constructeur.
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